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DESCRIPCION
Emisor de sefial electro-optico

La invencion se refiere a un emisor de sefal electro-6ptico con las caracteristicas de la reivindicaciéon 1, con un primer
elemento y un segundo elemento que puede moverse en relacién con este, presentando el primer elemento al menos
una fuente de radiacion y sensores que responden a la radiacién emitida por la fuente de radiacion, en particular, pero
no exclusivamente, para el uso de un elemento de manejo de control a distancia, en particular para el control a distancia
inalambrico de una maquina, como por ejemplo una grua. El emisor de sefial ofrece en particular una sefial de emision,
como por ejemplo una tensién y/o modificacion de resistencia o similar, en funciéon del desplazamiento relativo entre
el primer y segundo elemento.

Para ello se conocen una gran variedad de conmutadores o emisores de sefial o elementos de manejo, como por
ejemplo emisores de sefial potenciométricos con una modificacion de resistencia o de tensidn, que no obstante, debido
a los contactos requeridos, estan sujetos a una solicitacion mecanica y de este modo de desgaste. Son conocidos
también sensores de funcionamiento inductivo, los cuales funcionan esencialmente sin contacto, pero que sin embargo
no estan libres de influencias externas, como, por ejemplo, campos magnéticos. Esto se cumple esencialmente
también para emisores de contacto o de sefial capacitivos. Son conocidos también sensores y emisores de sefial
optoelécitricos, los cuales funcionan esencialmente de acuerdo con el principio de barrera de luz y de este modo estan
libres de desgaste, pero conocen por regla general solo dos estados de sefial, dado que la pantalla entre la fuente de
luz y el sensor por regla general puede moverse solo en una direccion, sin reconocer posiciones intermedias o sin
permitir movimientos relativos entre pantalla por un lado y fuente de luz y sensor por otro lado en varios grados de
libertad.

De la publicacion WO 2007/122549 A2 se conocen algunos emisores de sefial conforme al orden, en cuyo caso el
segundo elemento puede ajustarse, por ejemplo, a modo de una palanca de mano con respecto al primer elemento,
pero no puede girarse, sin embargo, alrededor de su eje longitudinal.

La publicacion WO 2008/105021 A2 divulga ademas de ello un emisor de sefial con un primer elemento y un segundo
elemento, el cual esta previsto giratorio alrededor de su eje longitudinal con respecto al primer elemento. El primer
elemento comprende una fuente de radiacion y dos sensores de posicion opticos dispuestos a ambos lados de la
misma, el segundo elemento comprende un espejo como elemento de desvio de radiacion, que desvia la radiacion
emitida por la fuente de radiacion en funcion de la posicion de giro relativa del segundo elemento hacia diferentes
zonas de los sensores de posicion opticos.

El objeto de la invencion es, por lo tanto, continuar desarrollando los emisores de sefial conocidos de tal manera que
pueda reconocerse un ajuste relativo entre un primer y un segundo elemento en mas grados de libertad.

Para la solucion del objeto se propone un emisor de sefial con las caracteristicas de la reivindicacion 1, con un primer
elemento y un segundo elemento que puede moverse en relacién con este, presentando el primer elemento al menos
una fuente de radiacidon y al menos un sensor que responde a la radiacion emitida por la fuente de radiacion, y
presentando el segundo elemento un elemento de desvio de rayos, que desvia la radiacién emitida por la fuente de
radiacion en funcion de la posicion relativa entre el primer elemento y el segundo elemento o elemento de desvio de
rayos hacia el sensor o alejandose del sensor.

Dado que la fuente de radiacion, por ejemplo una fuente de luz tal como un diodo emisor de luz (LED) y el sensor (por
ejemplo un fotodiodo o similar), estan dispuestos ambos en el primer elemento, su posicionamiento relativo se
mantiene permanente también en caso de tratamiento mecanico rudo del emisor de sefial. El segundo elemento
comprende Unicamente el elemento de desvio de rayos, por ejemplo un espejo o similar, y funciona de este modo sin
piezas eléctricas. Esto evita conexiones eléctricas mdviles entre el primer y segundo elemento, por ejemplo alambres
flexibles o contactos por rozamiento, que pueden romperse y son propensos a desgaste.

La construccion de base del emisor de sefal permite variantes, en las cuales el ajuste relativo entre primer y segundo
elemento puede evaluarse proporcionalmente y/o pueden detectarse también varios grados de libertad.

De acuerdo con la invencién hay dispuesta en el primer elemento una pluralidad de sensores, de tal manera que la
radiacion desviada por el elemento de desvio de rayos se desvia en funcion de la posicion relativa entre el primer
elemento y el segundo elemento o elemento de desvio de rayos hacia uno de los sensores o un subgrupo de los
sensores o se desvia de estos.

En funcion del grado o de la fuerza del ajuste relativo entre el primer y segundo elemento, por ejemplo la posicion
angular relativa o un ajuste de traslacion relativo entre ellos, el elemento de desvio de rayos desvia la radiacion
obtenida de la fuente de radiacion hacia otro o varios sensores o hacia una diferente cantidad de sensores o subgrupos
de ellos, de manera que puede concluirse el grado del ajuste relativo entre el primer y segundo elemento a partir del
patrén de sefal resultante de las correspondientes sefiales de sensor, en el sentido de una evaluacién proporcional.
Cuantos mas sensores existan, mas exacta sera la resolucion.
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En caso de estimularse en un correspondiente grado de ajuste varios sensores o subgrupos de estos simultdneamente,
puede evaluarse a partir de una comparacion de las sefiales de estos sensores o subgrupos la capacidad de
funcionamiento del emisor de sefial. Se obtiene también una redundancia de sefal, de manera que el emisor de sefal
basicamente se mantiene con capacidad de funcionamiento, también en caso de que fallase uno de los sensores.

Preferentemente la pluralidad de los sensores esta dispuesta en una fila con la fuente de radiacion. Esto permite una
fabricacion sencilla y una evaluacién de sefial mas facil, dado que entonces el grado del ajuste relativo entre el primer
y segundo elemento conduce a una modificacion proporcional de las sefiales de sensor y puede evaluarse
correspondientemente.

De acuerdo con la invencién la pluralidad de los sensores esta alineada en una direccion, la cual se corresponde con
la direccién de movimiento relativo entre el primer elemento y el segundo elemento o elemento de desvio de rayos.

Preferentemente la pluralidad de los sensores esta alineada en al menos dos filas que se encuentran una junto a la
otra en aquella direccidn, la cual se corresponde con la direccion de movimiento relativa entre el primer elemento y el
segundo elemento o elemento de desvio de rayos, comparandose en particular en una conmutacién de evaluacion las
sefiales emitidas por los sensores de ambas filas, y emitiéndose cuando las sefiales comparadas se encuentran fuera
de tolerancias predeterminadas, emitiéndose una sefial de fallo. En caso de un determinado desplazamiento relativo
del primer y segundo elemento, se estimulan un determinado sensor o un subgrupo de sensores de la primera fila y
un sensor o un determinado subgrupo de sensores de la segunda fila simultaneamente. De esta manera se obtiene
una redundancia de sefial a favor de una mayor seguridad de funcionamiento. No obstante, mediante comparacién de
las correspondientes sefiales puede concluirse también la capacidad de funcionamiento del emisor de sefial. Cuando
las sefales resultantes muestran una diferencia clara, es decir, se encuentran fuera de tolerancias predeterminadas,
entonces puede emitirse una sefial de fallo, tras lo cual, por ejemplo el dispositivo manejado por el emisor de sefial,
por ejemplo una grua, puede llevarse a un estado de no detencion.

El emisor de sefial puede estar configurado de tal modo que el primer elemento pueda moverse solo en una direccion
en relacion con el segundo elemento a lo largo de un plano, es decir, con un grado de libertad. No obstante,
preferentemente la pluralidad de los sensores estan agrupados en al menos dos filas que se extienden en direcciones
diferentes, y el primer elemento puede moverse en relacion con el segundo elemento o el elemento de desvio de rayos
en direccion de las correspondientes filas.

Por ejemplo, los sensores pueden estar alineados en direcciones ortogonales entre si, y el primer y el segundo
elemento pueden ser moviles entre si en correspondientes direcciones ortogonales, pudiendo haber asignada a cada
direccion o a cada grado de libertad una funcién diferente del dispositivo controlado por el emisor de sefal.

En otro disefo la pluralidad de los sensores forma un campo de sensores bidimensional, el cual puede estar distribuido
por ejemplo sobre una reticula ortogonal. Debido a ello puede reconocerse un desplazamiento relativo del primer y
segundo elemento en cualquier direccion en un plano, de manera que, por ejemplo, puede haber asignada a cada
direccion una funcion diferente del dispositivo controlado por el emisor de sefial o habiendo asignada, por ejemplo,
respectivamente una funcién a cada una de las direcciones ortogonales entre si, mientras que en las zonas angulares
intermedias se controlan ambas funciones proporcionalmente al mismo tiempo.

Preferentemente cambia, en particular se amplia, la anchura de la superficie activa de los sensores a medida que
aumenta la separacion de la fuente de radiacién. Dado que la cantidad de luz que incide sobre los sensores cambia
en funcion del valor del desplazamiento relativo entre el primer y segundo elemento y de este modo cambia también
la sefal emitida por el correspondiente sensor, por ejemplo su tensién o resistencia eléctrica, el valor del
desplazamiento relativo puede evaluarse de manera cuantitativamente proporcional.

Preferentemente, la fuente de radiacion y los sensores estan dispuestos en esencial en un plano comun, en particular
dispuestos sobre un sustrato comun. La disposicion de la fuente de radiacion y de los sensores sobre un sustrato
comun o una pletina comun facilita la fabricacion. Ademas de ello, la posicion relativa entre la fuente de radiacion y
los sensores sobre el sustrato esta geométricamente predeterminada, de manera que en caso de un eventual
reemplazo del sustrato no son necesarias calibraciones por separado.

Para evitar sefiales de perturbacién indeseadas de los sensores debido a radiacién directa indeseada de la fuente de
radiacién en los sensores, sin tener que reducir la sensibilidad de los sensores, la al menos una fuente de radiacion
puede estar apantallada mediante una pantalla de al menos uno de los sensores.

La fuente de radiacion esta dispuesta preferentemente entre al menos dos de los sensores. Esto da como resultado
una disposicion simétrica de los sensores en relacién con la fuente de radiacion, lo cual permite una deteccion del
desplazamiento relativo entre el primer y segundo elemento en dos direcciones alejandose de la fuente de radiacion,
con una intensidad de sefial correspondientemente igual en cada direccion, lo cual facilita la evaluacion de sefal de
las sefiales de sensores proporcionalmente con respecto al desplazamiento relativo entre el primer y segundo
elemento.
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Preferentemente, hay dispuesta una pluralidad de fuentes de radiacion, dado el caso, controladas independientemente
unas junto a las otras, emitiéndose en particular en una conmutacién de evaluacion mediante las sefiales de sensor
y/o mediante una comparacion de las corrientes que fluyen a través de la correspondiente fuente de sefial, cuando se
comprueba que no funciona o no lo hace correctamente una de las fuentes de radiacién, emitiéndose una sefial de
fallo. En caso de fallar una fuente de radiacion el emisor de sefal puede continuar manteniéndose con capacidad de
funcionamiento, dado que la fuente de radiacion que queda o las fuentes de radiacién que quedan, mantienen la
funcion del emisor de sefial. También existe la posibilidad de que cuando falla una de las fuentes de radiacién, por
ejemplo, reconocer esto mediante la intensidad de radiacién mas baja en los sensores y emitir, por ejemplo, una sefal
de fallo, debido a lo cual se lleva por ejemplo el dispositivo controlado por el emisor de sefial a un estado de no
detencion.

El elemento de desvio de rayos esta dispuesto preferentemente con separacion con respecto a la fuente de radiacion
y los sensores. Debido a ello, se desvia una proporcion mayor de la radiacion emitida por la fuente de radiacion hacia
el o los sensores, lo cual aumenta la sensibilidad de reaccidon y se ocupa de intensidades de sefial altas en los
sensores.

El primer elemento presenta preferentemente una carcasa que sujeta la al menos una fuente de radiacion y los
sensores y que rodea el elemento de desvio de rayos, en la cual se aloja el segundo elemento configurado en particular
como elemento de manejo manual de forma mévil, en particular pivotante. El primer elemento forma de este modo una
unidad cerrada, la cual evita la entrada de cuerpos extrafos, los cuales podrian influir en los recorridos de radiacion.
Ademas de ello no se requiere tampoco un alojamiento separado del segundo elemento, en particular cuando éste
esta configurado como elemento de manejo manual, por ejemplo como palanca manual, conmutador movil, palanca
de mando o similar.

Existe basicamente la posibilidad, de unir el segundo elemento a través de articulaciones intermedias o
multiplicaciones con el elemento de desvio de rayos, en caso de que esto fuese necesario debido a la geometria del
conjunto de conmutacién. Es mas sencillo no obstante, cuando el elemento de desvio de rayos esta fijado al segundo
elemento de forma fija, debido a lo cual se transforma cada movimiento por pequefio que sea del segundo elemento
libre de holgura y directamente en un correspondiente movimiento del elemento de desvio de rayos, lo cual mejora la
sensibilidad y la resolucion del emisor de sefal.

Es preferente que en una posicion neutral del segundo elemento predeterminada por la tension previa elastica, el
elemento de desvio de rayos devuelva la radiacion emitida por la fuente de radiacion a la misma, y en particular esté
centrada a través de la al menos una fuente de radiaciéon. En la posicidon neutral se devuelve la radiacion que parte de
la fuente de radiacion a esta misma, de manera que los sensores no emiten sefiales, como sefial equivalente para la
posicion neutral. Esto permite una evaluaciéon de seial sencilla, en unién con una estructura mecanica sencilla.

La ventaja mencionada en ultimo lugar resulta también cuando el segundo elemento o elemento de desvio de rayos
puede pivotar alrededor de al menos un eje, el cual es esencialmente paralelo con respecto a un plano definido por la
fuente de radiacién y al menos uno de los sensores, y pudiendo pivotarse en este sentido el segundo elemento en una
o dos o mas direcciones en relacion con el primer elemento.

Como otro grado de libertad adicional de la capacidad de movimiento del segundo elemento o elemento de desvio de
rayos, esta previsto de acuerdo con la invencion que el segundo elemento o elemento de desvio de rayos pueda
girarse alrededor de un egje, el cual corta un plano definido por la fuente de radiacion y al menos uno de los sensores,
en particular es perpendicular con respecto a este, estando configurado el elemento de desvio de rayos de tal manera
que desvia la radiacion obtenida por la fuente de radiacién en funcion del angulo de giro alrededor de este eje hacia
diferentes de los sensores. Como resultado, un giro del segundo elemento, de 360° completo o menos, alrededor de
este eje genera entonces también un patrén de sefial correspondiente en los sensores respectivamente asignados.

El elemento de desvio de rayos forma preferentemente un unico reflector, el cual en funcion de la posicién relativa
entre el primer elemento y el segundo elemento o elemento de desvio de rayos desvia la radiacion emitida por la
fuente de radiacion o las fuentes de radiacion hacia el sensor o un grupo de sensores o alejandose de estos. En el
caso del reflector puede tratarse de un reflector o espejo plano o con curvatura céncava o convexa, que esta
configurado, dado el caso, parcialmente no reflectante, para poder detectar también un giro del segundo elemento o
elemento de desvio de rayos alrededor del eje, el cual corta el plano definido por la fuente de radiacion y el sensor.
Alternativamente son concebibles también prismas, conjuntos de lentes o similares, siempre y cuando sean capaces
de desviar la radiacién de la fuente de radiacion hacia el o los sensores.

El uso del emisor de sefial no esta sometido en si mismo a ninguna limitacion particular. Es preferente no obstante el
uso del emisor de sefial en un elemento de manejo de control a distancia, para el control a distancia de una maquina,
en particular control a distancia inalambrico, como por ejemplo de una maquina de construccion o de una grua.

La invencion se explica a continuacién con mayor detalle mediante ejemplos de realizacién haciendo referencia a los
dibujos que acompafian.
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La Fig. 1 muestra una vista en seccién a través de un emisor de sefal de acuerdo con un primer ejemplo
comparativo como conmutador mévil con filas de sensor dobles;

La Fig. 2 muestra una vista superior de la pletina que porta los LED vy los sensores de la Fig. 1;
La Fig. 3 es una vista en perspectiva de la Fig. 2;
La Fig. 4 es una variante de la Fig. 1 con una posicion modificada del eje de pivotamiento del elemento de manejo

en la posicion neutral y filas de sensores sencillas;

La Fig. 5 se corresponde con la Fig. 4, pero en posicion pivotada del elemento de manejo;
La Fig. 6 muestra una vista en perspectiva de la pletina y del elemento de manejo de la Fig. 5;
La Fig. 7 muestra un emisor de sefial de acuerdo con un ejemplo de realizacion de la invencion, en cuyo caso el

elemento de manejo puede pivotarse en todas direcciones en la carcasa a través de una articulacion
esférica y ademas de ello girar alrededor de su eje longitudinal;

La Fig. 8 muestra una vista superior de la pletina que porta los LED y los sensores de la Fig. 7;
La Fig. 9 es una vista en perspectiva de la Fig. 8;
La Fig. 10 muestra una vista superior de la pletina que porta los LED y los sensores de acuerdo con otra variante;

La Fig. 11 muestra una vista superior de la pletina que porta varios LED y una matriz de sensores de acuerdo con
otra variante; y

La Fig. 12 muestra una vista en perspectiva de la pletina de la Fig. 11.

La Fig. 1 muestra una vista en seccién a través de un conmutador o emisor de sefial 1 de acuerdo con un primer
ejemplo comparativo, con una carcasa 3 en forma de caja, sobre cuya placa de base 5 hay fijada una pletina 7, la cual
porta sobre su lado dirigido hacia el lado interior de carcasa centralmente una fuente de radiacion 9 emisora de
radiacion, en este caso en forma de un LED (diodo emisor de luz), y porta ademas de ello linealmente a ambos lados
del LED 9 una correspondiente fila de primeros y segundos grupos de sensores 11, 13, formados respectivamente a
partir de, por ejemplo, tres sensores 11a, 11b, 11cy 13a, 13b, 13c. La carcasa 3 con la pletina 7 y los elementos 9,
11 y 13 dispuestos sobre ella, forman el primer elemento A.

Por el lado superior de la carcasa 3, frente a la pletina 7 y separado de esta, hay alojado, en este caso centrado sobre
el LED 9, un elemento de manejo manual 15 en la forma de un conmutador mévil, de forma pivotante alrededor de un
eje 17, con una seccion de manejo 19 dispuesta fuera de la carcasa 3, y una prolongacion 21 en forma de mango que
penetra en el interior de la carcasa. El eje 17 se extiende ortogonalmente con respecto a la direccion de filas de los
grupos de sensores 11, 13.

El extremo inferior de la prolongacion 21 porta un disco 23. Entre su lado superior y el lado interior opuesto de la
carcasa 3 esta tensado un resorte de presion 25 que rodea la prolongacion 21, que pretensa el elemento de manejo
15 hacia su posicion neutral central, en la cual el disco 23 esta en paralelo con respecto al plano de la pletina 7. El
lado inferior del disco 23 dirigido hacia la pletina 7 forma o porta un reflector 27 plano o curvado de forma céncava,
separado del LED 9y de los sensores 11, 13 en la pletina 7.

El elemento de manejo 15 junto con la prolongacion 21, disco 23 y reflector 27, forman juntos el segundo elemento B.
En la posicion neutral se devuelve la radiacion S emitida por el LED 9, por ejemplo luz visible o radiacién infrarroja,
hacia este mismo, sin que alcance uno de los grupos de sensores 11, 13.

Si se pivota ahora lateralmente el elemento de manejo 15 alrededor del eje 17 desde la posicion neutral, por ejemplo
a razon de un angulo de respectivamente como maximo 25° a 35°, en particular 30°, se mueve también el reflector 27
saliendo de su posicién neutral, de manera que los rayos de luz S emitidos por el LED 9 se desvian de tal modo, que
inciden sobre uno de los grupos de sensores 11, 13, de tal manera que cuanto mayor es el desvio angular del elemento
de manejo y con ello del reflector 27, son irradiados aquellos sensores 11a, 11b, 11c, 13a, 13b, 13c de los
correspondientes grupos de sensores 11, 13, los cuales tienen una separacion cada vez mayor del LED 9. Mediante
una correspondiente evaluacién de las sefiales de sensor resultantes puede determinarse la direccion de
accionamiento y el valor de accionamiento del elemento de manejo 15. Los sensores estan configurados, por ejemplo,
de tal modo que modifican su resistencia eléctrica o la tensién eléctrica emitida por ellos, en funcién de la intensidad
de la incidencia de luz.

Tal como se muestra en las Figs. 2 y 3, se extienden en paralelo junto a los grupos de sensores 11, 13 dispuestos a
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ambos lados de los LED 9, sensores adicionales 29, 31, los cuales en caso normal, en funcién del desvio del reflector
27, se irradian simultaneamente junto con los correspondientes grupos de sensores 11, 13 adyacentes. En caso de
no ser esto asi, se determina a partir de una comparacién de las sefales de estos sensores en una conmutacion de
evaluacion de sefial no mostrada, que el emisor de sefial 1 es defectuoso y se emite una correspondiente sefial de
fallo. En este caso la longitud de un sensor adicional 29, 31 de este tipo es igual a la longitud total de un
correspondiente grupo de sensores 11, 13.

ElI LED 9 esta rodeado por una pantalla 33 abierta por arriba, la cual apantalla el LED 9 frente a los sensores 11, 13,
29, 31.

El alojamiento del elemento de manejo 15 en la carcasa 3 puede estar configurado estanco a los gases y/o al agua,
por ejemplo con la ayuda de juntas o manguitos de sellado no mostrados, o también guia de precision y lubricacion
con grasa. La base 5 de la carcasa esta unida herméticamente con el cuerpo de carcasa 3, de manera que el espacio
interior de la carcasa esta apantallado frente a luz, humedad y polvo.

En el ejemplo de la Fig. 1 la seccion de manejo 19 esta configurada de una sola pieza a través de la prolongacion 21
con el disco 23. No obstante, también existe la posibilidad de acoplar la seccion de manejo con el reflector 27 mediante
una transmisién mecanica, de manera que el desvio angular del disco 23 y con ello del reflector 27 se amplia en
relacion con el desvio angular de la seccion de manejo 19, o dado el caso también se reduce, en caso de ser necesario.

En el ejemplo de las Figs. 1 a 3 se encuentran sensores adicionales 35, 37 dentro del apantallamiento 33, en direccion
de los respectivos sensores 11, 13, 29, 31, a ambos lados junto a los LED 9, los cuales son irradiados también en la
posicion neutral del elemento de manejo 15, para poder supervisar de manera permanente la capacidad de
funcionamiento del emisor de sefial 1, también aunque este no se maneje.

La luz irradiada por el LED 9 se refleja de este modo en el reflector 27 y, en funcién de la posicién angular del elemento
de manejo 15, se refleja por ejemplo + 25 - 35°, hacia los correspondientes grupos de sensores 11, 13, 29 y 31. Debido
a ello, al menos los grupos de sensores 11, 13 emiten una sefal eléctrica dependiente de la correspondiente incidencia
de luz, que puede reproducirse y que es proporcional con respecto a la incidencia de luz y la posicién angular del
reflector 27. Esta proporcionalidad puede ser desde el principio lineal o también no lineal y puede linealizarse o
codificarse de otro modo, dado el caso, en la conmutacion de evaluacion de sefial mediante software.

Los sensores 11, 13, 29, 31, 35, 37 estan configurados en este caso de tal manera que transforman la luz incidente
proporcionalmente en las correspondientes sefiales, es decir, tensiones, corrientes o valores de resistencia eléctricos,
los cuales representan de forma reproducible una funcion de la incidencia de luz y con ello de la posicién angular del
reflector 27.

En este caso, a ambos lados del LED 9, estan presentes los sensores al menos dos veces (sensores 13, 29 por un
lado del LED 9y los sensores 11, 31 por el otro lado), para ocuparse de una seguridad frente a fallos en la deteccion
de la direccion. Los sensores adicionales 29, 31 pueden evaluarse por ejemplo solo para la deteccion de direccion, y
los grupos de sensores 11, 13 respectivamente en relacion con el valor del desplazamiento de angulo del reflector 29.
A excepcion de la posibilidad explicada arriba, de comparar las sefiales de los correspondiente sensores 11, 29
dispuestos unos junto a los otros por un lado y 13, 31 por otro lado y evaluarlos en relaciéon con su identidad, existe
también la posibilidad de generar una sefial de fallo en caso de no coincidencia.

También existe la posibilidad de estructurar los sensores 11, 29 y 13, 31 dispuestos a cada lado del LED 9 a partir de
respectivamente sensores producidos de forma diferente para excluir fallos sistematicos, los cuales podrian aparecer
por ejemplo, cuando todos los sensores de una carga de fabricacion presentasen el mismo fallo, pero que ain no es
reconocible en la fabricacion y se desarrolla solo durante el desarrollo del funcionamiento.

Preferentemente se alimenta el LED 9 ciclicamente con tensioén o corriente, por una parte para mantener reducida la
absorcién de potencia y también debido a que el procesamiento y la transmisiéon de sefiales han de producirse solo
en periodos discretos, comparativamente mas largos. Seria adecuado por ejemplo, un impulso de tension o de
corriente corto, el cual pudiese detectarse entonces de igual modo en los sensores 11, 13, 29, 31, 35, 37 que obtienen
la luz.

La pausa entre los impulsos, en los cuales no se emite luz, puede usarse para compensar la totalidad de los sensores
de evaluacion junto con la siguiente conmutacion de evaluacion de sefial de nuevo en un punto cero para compensar
por ejemplo posibles procesos de envejecimiento.

Aunque en el ejemplo de comparacion anterior de las Figs. 1 a 3 solo se muestra un LED 9, puede tratarse en este
sentido también de un grupo de varios LED, para aumentar la seguridad de funcionamiento.

El reflector 27 puede estar configurado unicamente como superficie reflectante, por ejemplo una superficie reflectante

o pulida lisa. Por ejemplo, como superficie plana sencilla, o también con una determinada forma, la cual genera una
determinada firma de luz, por ejemplo mediante focalizacion sobre una zona de iluminaciéon mas pequefia. O el reflector
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29 puede estar configurado de tal manera que genere una barrera de luz dirigida transversalmente con respecto al
desvio, que prefiera mas sensores 11a, 11b, 11c, 13a, 13b, 13c dispuestos unos junto a los otros de un determinado
grupo 11, 13, que sensores anteriores o posteriores 11a, 11b, 11c, 13a, 13b, 13c dentro del correspondiente grupo de
sensores 11, 13.

Las Figs. 4 a 6 muestran una variante del ejemplo de comparacion de las Figs. 1 a 3, usandose para componentes
analogos correspondientes referencias tales como se usan en las Figs. 1 a 3. Desviandose del ejemplo anterior, el eje
17 del elemento de manejo esta en este caso desplazado hacia el lado interior de la carcasa. Ademas, la pletina 7
esta equipada de forma mas sencilla, con un Unico LED 9 en el centro, que por su parte esta rodeado en este caso
por una pantalla 33, aqui cilindrica. A ambos lados del LED 9, situados sobre una linea comun, hay dispuestos junto
al LED 9, primeros sensores 29, 31’, para determinar una direccién de desvio del reflector 27 en relacién con el LED
9, y detras de ello, por el lado alejado del LED 9, correspondientes sensores 11’, 13’, estos también pueden estar
respectivamente configurados a partir de grupos de sensores de manera parecida a como en el ejemplo de las Figs.
1 a 3, a partir de los cuales se determina el valor de desvio del reflector 27, en el sentido de una evaluacion
proporcional.

Por lo demas, esta realizacién se asemeja a aquella de las Figs. 1 a 3, de manera que se omite una explicacion
adicional.

Las Figs. 7 a 9 muestran una forma de realizacion de la invencion, la cual frente al ejemplo de comparacion de las
Figs. 1 a 3, permite al elemento de manejo grados de libertad adicionales y estando equipada la pletina 7 con sensores
correspondientes, para poder detectar estas posibilidades de movimiento adicionales del elemento de manejo 15.

En este caso el elemento de manejo 15 esta alojado de forma mavil en todas direcciones en la carcasa 3 con la ayuda
de una articulacion de esfera 41, de manera que la seccién de manejo 19 que sobresale de la carcasa 3 puede moverse
a modo de una palanca de mando en todas las direcciones.

Sobre la pletina 7 hay dispuestos, adicionalmente a los grupos de sensores 11, 13, 29, 31 de la realizacion de las Figs.
1 a 3, otros grupos de sensores 43, 45, 47, 49 de construccion parecida, ortogonalmente con respecto al grupo de
sensores 11, 13, 29, 31 mencionado en primer lugar, con correspondientes sensores 51, 53 adicionales dentro del
apantallamiento 33 entre el LED 9 y los correspondientes grupos de sensores 43, 47 adicionales por un lado y 45, 49
por otro lado. La pletina es en este caso cuadrada y simétrica con respecto a direcciones ortogonales entre si, las
cuales estan predeterminadas por la direccion de extension de las respectivas filas de sensores.

En caso de moverse el elemento de manejo 15 en el plano de la Fig. 7 en correspondencia con la direccion X indicada
en la Fig. 8, los sensores 11, 13, asi como 29 y 31, reconocen la correspondiente direccion de pivotamiento del reflector
27 desde la posicion neutral y el correspondiente valor de desvio, mediante evaluacion de las sefiales de los
correspondientes grupos de sensor 11y 13.

En caso de un correspondiente movimiento del elemento de manejo 15 en perpendicular con respecto al plano de hoja
de la Fig. 7, en correspondencia con la direccion Y de la Fig. 8, los sensores adicionales 47, 49 reconocen la
correspondiente direccion de desvio y los grupos de sensores 43 y 45 el correspondiente valor de desvio. En caso de
moverse el elemento de manejo 15 en un plano entre las direcciones X e Y, los grupos de sensores correspondientes
a estas direcciones se solapan y se contactan conjuntamente, de manera que a partir de los patrones de sefial de
sensor resultantes pueden reconocerse también los movimientos del elemento de manejo 15 en estas direcciones
intermedias.

Ademas de ello, el elemento de manejo 15 puede girar alrededor de su eje longitudinal 55, encontrandose este eje
longitudinal 55 en la posicion neutral del elemento de manejo 15 en perpendicular con respecto al plano de pletina 7.

En este caso, el reflector 27 esta configurado de tal manera que puede generar una determinada firma de luz, tal como
se indica arriba, de manera que mediante correspondiente evaluacion de sefial de los correspondientes sensores
puede evaluarse también la posicion de giro del elemento de manejo 15 alrededor del eje 55.

La Fig. 10 muestra una variante de la pletina, con LED 9 dispuesto centralmente y pantalla 33 que lo rodea. Alrededor
de la pantalla 33 hay configurados respectivos sensores 57 discretos en forma de rayos, centrados alrededor del LED
9. Estos sensores 27 son elementos de generacion de tension, cuya anchura perimetral aumenta a medida que
aumenta la separacion del LED 9 y por lo tanto se emite una tension mayor, cuanto mayor es el desvio del reflector
27 desde su posicion neutral.

La Fig. 11 representa otra variante del equipamiento de pletina, con una matriz a partir de una pluralidad de elementos
de sensor 59 individuales, representada en este caso como matriz de 8 x 8, y cuatro fuentes de radiacion centrales
9a, 9b, 9c, 9d, las cuales estan rodeadas por un apantallamiento 33 comun y representan la zona neutral, mientras
que el apantallamiento 33 apantalla esta zona neutral frente a los sensores 59 que la rodean. Debido a la gran cantidad
de sensores 59, se eleva por un lado la resoluciéon angular del emisor de sefial, y ademas se logra también una
seguridad multiple frente a fallo, para evaluar en respectivos sensores adyacentes de la matriz en paralelo y comparar
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las correspondientes sefales entre si.

La Fig. 11 muestra dos correspondientes conmutaciones de evaluacion de sefial 61 y 63, estando unidos con la primera
conmutacion de evaluacion 61 todos los elementos de sensor 59 pares y con la segunda conmutacion de evaluacion
63 todos los elementos de sensor impares. Esto aumenta la seguridad frente a fallo y frente a interpretacion erréonea
de las sefiales de sensor. En caso de fallar solo algunos de los sensores se mantiene la legibilidad en si, pudiendo
reconocerse no obstante este fallo anticipadamente y pudiendo emitirse una correspondiente sefal de fallo y pudiendo
llevarse entonces, por ejemplo, una conmutacion controlada por el emisor de sefial, como por ejemplo una maquina
de construccién o una grua, puede llevarse a un estado de no detencién.
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REIVINDICACIONES

1. Emisor de sefial, con un primer elemento (A) y un segundo elemento (B) que puede moverse en relacion con este
a lo largo de al menos una direccién de movimiento relativa, presentando el primer elemento (A) al menos una fuente
de radiacion (9) y una pluralidad de sensores (11, 13, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59) que responden a la
radiacion emitida por la fuente de radiacion (9), que estan alineados en al menos una direcciéon (X, Y), que se
corresponde con la al menos una direccion de movimiento relativa, y presentando el segundo elemento (B) un
elemento de desvio de rayos (27), el cual esta configurado para desviar la radiacién emitida por la fuente de radiacion
(9), en funcién de la posicion relativa entre el primer elemento (A) y el segundo elemento (B) o elemento de desvio de
rayos (27), hacia uno de los sensores o un subgrupo de los sensores, o para desviarla alejandola del sensor o del
subgrupo de sensores, para detectar un desplazamiento del segundo elemento (B) en relacion con el primer elemento
(A) a lo largo de la al menos una direccién de movimiento relativa, caracterizado por que el segundo elemento (B) o
elemento de desvio de rayos (27) puede girar en relacion con el primer elemento (A) adicionalmente también alrededor
de un eje (55), el cual corta un plano definido por la fuente de radiacion (9) y al menos uno de los sensores, que esta
en particular en una posicion neutral del segundo elemento (B) en perpendicular con respecto a este, estando
configurado el elemento de desvio de rayos (27) de tal manera que desvia la radiacién obtenida de la fuente de
radiacion (9) hacia diferentes sensores en funcién del angulo de giro alrededor de este eje (55).

2. Emisor de sefial de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado por que la pluralidad de los sensores (11, 13, 29,
31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59) estan dispuestos en una fila con la fuente de radiacion (9).

3. Emisor de sefal de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado por que la pluralidad de los sensores
estan alineados en al menos dos filas dispuestas unajunto a la otra (11, 29; 13, 31; 43, 47; 45, 49) a lo largo de aquella
direccion, la cual se corresponde con la direccion de movimiento relativa entre el primer elemento (A) y el segundo
elemento (B) o elemento de desvio de rayos (27), comparandose en particular en una conmutacion de evaluacion (61,
63) las sefales emitidas por los sensores de ambas filas, y emitiéndose cuando las sefiales comparadas se encuentran
fuera de tolerancias predeterminadas, una sefial de fallo.

4. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la pluralidad de los sensores
(11, 13, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59) estan agrupados en al menos dos filas que se extienden en diferentes
direcciones (11, 29; 13, 31; 43, 47; 45, 49), y pudiendo moverse el primer elemento (A) en relacion con el segundo
elemento (B) o elemento de desvio de rayos (27) en la direccion de las correspondientes filas.

5. Emisor de sefal de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que la pluralidad de los sensores
(57, 59) forman un campo de sensores bidimensional.

6. Emisor de sefal de acuerdo con la reivindicacion 6, caracterizado por que los sensores (59) estan distribuidos a
modo de reticula.

7. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que la anchura de la superficie
activa de los sensores (57) cambia, en particular aumenta, a medida que aumenta la separacion de la fuente de
radiacion (9).

8. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que la fuente de radiacion (9)
y los sensores (11, 13, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59) estan dispuestos esencialmente en un plano comun, en
particular dispuestos sobre un sustrato (7) comun.

9. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la al menos una
fuente de radiacion (9) esta apantallada mediante una pantalla (33) frente a al menos uno de los sensores (11, 13, 29,
31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59).

10. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la fuente de radiacion
(9) esta dispuesta entre al menos dos de los sensores.

11. Emisor de sefal de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que una pluralidad de
,dado el caso, fuentes de radiacion (9a, 9b, 9c, 9d) controladas independientemente estan dispuestas unas junto a las
otras, comprobandose en particular en una conmutacion de evaluacion mediante las sefiales de sensor y/o mediante
una comparacion de las corrientes que fluyen a través de las correspondientes fuentes de radiacién (9a, 9b, 9c, 9c)
que una de las fuentes de radiacién no funciona o no lo hace correctamente, emitiéndose una sefial de fallo.

12. Emisor de senal de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el elemento de
desvio de rayos (27) esta dispuesto con separacion con respecto a la fuente de radiacion (9) y los sensores (11, 13,
29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 49, 57, 59).

13. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el primer elemento
(A) presenta una carcasa (3) que sujeta la al menos una fuente de radiacion (9) y los sensores (11, 13, 29, 31, 35, 37,
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43, 45, 49, 49, 57, 59), y que rodea el elemento de desvio de rayos (27), en la cual se aloja el segundo elemento (B)
configurado en particular como elemento de manejo manual, de forma mavil, en particular pivotante.

14. Emisor de senal de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el elemento de
desvio de rayos (27) esta fijado al segundo elemento (B) de forma rigida.

15. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que en una posicion
neutral del segundo elemento (B) predeterminada por tension previa elastica, el elemento de desvio de rayos (27)
devuelve la radiacion emitida por la fuente de radiacion (9) a esta ultima, y en particular esta centrada sobre la al
menos una fuente de radiacion (9).

16. Emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el segundo elemento
(B) o elemento de desvio de rayos (27) puede pivotar alrededor de al menos un eje (17), el cual es esencialmente
paralelo con respecto al plano definido por la fuente de radiacion (9) y el al menos uno de los sensores.

17. Emisor de senal de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el elemento de
desvio de rayos (27) forma un unico reflector, el cual en funcion de la posicion relativa entre el primer elemento (A) y
el segundo elemento (B) o elemento de desvio de rayos (27) desvia la radiacion emitida por la fuente de radiacion (9)
hacia uno de los sensores o un grupo de sensores o alejandose de estos o de este.

18. Elemento de manejo de control a distancia para en particular el control a distancia inalambrico de una maquina,
en particular de una graa, provisto de un emisor de sefial (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.

19. Uso de un emisor de sefial de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 17 en un elemento de manejo de control
a distancia para en particular el control a distancia inalambrico de una maquina, en particular de una gria.

10



ES 2776 952 T3

30° 300
3
S > N
9 SZSS O TS
<Nl 77
oo '
7 / A < M \/ 2‘4
IS ) 23 A
RS E s gﬁ 23 &
' 3 N1 .
—
A 495 44, - A 1 B ; r«- 4
% T =T x\ ’é/ 53 ﬁﬁ
% N llr—*ﬂ' i \ ~J’ i %
7/[ Vi i u 1 7z
777 >4 2N 73
5 2NN \i ~_ AN L
7 7
¥
70 73 —
) 7 (73, 73 b 3c) hj <
A (#a, 11, 442). 0
3%

11



ES 2776 952 T3

Y %
X NN AN
A N .Nr /m\/,./,.v. .“37

. N\

=

y

12



ES 2776 952 T3

4
I

(<

MW
\ \

AN

AN
\

>~

AT

G

o
&

B\

[

iy,

/

-

/

AN

/

o

¥? 43

Ky

13



ES 2776 952 T3

52 Sq 2
) AN ‘3
77 OnfC0ooolb
g Ooooog )
t o / HjE{NININ 74

“OD0pggoon|
CEBO ST 7
7. —00000ooo
OO000Oo0Ooo
00000000

/ \ -1
3% q

@%d

C €4 63

14



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

